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【手続補正書】
【提出日】平成26年3月25日(2014.3.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　＜＜リッド部１１の構成＞＞
　図１に示されたように、リッド部１１はガラス又は水晶材料で形成され、その－Ｙ’側
の面の外周に第１端面Ｍ１を有している。また、第１端面Ｍ１の全周の内側にはＹ’軸方
向で第１端面Ｍ１から凹んだリッド凹部１１１が形成されている。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　ステップＳ１０では、水晶振動片１０が製造される。ステップＳ１０はステップＳ１０
１及びＳ１０２を含んでいる。
　ステップＳ１０１において、図６及び図７に示されたように、均一の水晶ウエハ１０Ｗ
にエッチングにより複数の水晶振動片１０の外形が形成される。具体的には、各水晶振動
片１０に振動部１０１、連結部１０４ａ、１０４ｂ及び外枠部１０８を形成するように、
水晶ウエハ１０Ｗを貫通した貫通開口部１０５が形成される。同時に、各水晶振動片１０
のＸ軸方向の両辺に水晶ウエハ１０Ｗを貫通した角丸長方形の貫通孔ＣＨが２つずつ形成
される。ここで、貫通孔ＣＨが半分に分割されると１つのキャスタレーション１０６ａ～
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１０６ｄ（図１を参照）になる。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　ステップＳ１０２において、まずスパッタリングまたは真空蒸着によって水晶ウエハ１
０Ｗの両面及び側面にクロム（Ｃｒ）層及び金（Ａｕ）層が順に形成される。そして、金
属層の全面にフォトレジストが均一に塗布される。その後、露光装置（図示しない）を用
いて、フォトマスクに描かれた励振電極、引出電極のパターンが水晶ウエハ１０Ｗに露光
される。次に、フォトレジストから露出した金属層がエッチングされる。
これにより、図６及び図７に示されたように水晶ウエハ１０Ｗにおける振動部１０１の中
央領域の両面に励振電極１０２ａ、１０２ｂが形成され、振動部１０１の縁部、連結部１
０４ａ、１０４ｂ及び外枠部１０８に引出電極１０３ａ、１０３ｂ及び接続パッド１０７
Ｍが形成される。同時に、貫通孔ＣＨに側面電極１０７ａ、１０７ｂが形成される。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　ステップＳ１４では、一対の周波数測定用のプローブＰＢ１，ＰＢ２（図６を参照）を
同じ水晶振動片１０の励振電極１０２ａに接続される引出電極１０３ａと励振電極１０２
ｂに接続される接続パッド１０７Ｍ（引出電極１０３ｂに導電される）とにそれぞれ当接
し、１つ１つの水晶振動片１０の振動周波数が測定される。
 
【手続補正５】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項４】
　前記第１厚さの励振電極は前記振動部の一方の片面に形成され、
　前記振動部の他方の片面には、前記第１厚さの励振電極と対応するように前記第２厚さ
の励振電極が形成されている請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の圧電振動片。
 
【手続補正６】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項９】
　前記電極を薄くする工程は、イオンを前記励振電極及び前記引出電極に照射するイオン
ミリングを含み、
　前記イオンを照射するマスク開口の一部が前記連結部と重なり合う請求項７又は請求項
８に記載の圧電デバイスの製造方法。
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【手続補正７】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図１１】
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